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高分子ブレンド膜表面における組成の定量評価を NEXAFS を用いて行った．高分子の NEXAFS ス

ペクトルは分子構造により大きく変化するため，スペクトル分解により定量的に高分子ブレンドの組

成を決めることができる．エレクトロニクス用途の高分子薄膜では表面構造の評価が重要であること

から，NEXAFS は高分子ブレンド膜表面における組成の有力な定量評価法として期待される． 
 
  The composition at the surface of polymer blend film was evaluated quantitatively using NEXAFS. Because 
NEXAFS spectra of polymers change significantly by their molecular structure, the composition of polymer 
blend can be determined by spectrum deconposition. The analysis of surface structure is important for 
electronics polymer films, therefore NEXAFS is expected to be one of the most effective methods of evaluation 
of composition at the surface of polymer blend films. 
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背景と研究目的： 液晶配向膜，フォトレジ

ストなどのエレクトロニクス用途の高分子薄

膜では表面構造が重要であり，表面構造を制

御する方法，評価する方法が求められる．表

面構造を制御する方法の一つとして高分子ブ

レンドがある．二種類の高分子をブレンドす

ることにより膜表面の特性を変化させるもの

であるが，表面構造の評価が難しい場合が多

い．高分子薄膜の表面分析ではX線光電子分

光法（XPS）がよく使われる．XPSでは元素

組成比で構造を特定するので，一方の高分子

のみに含まれる元素がある場合はよいが，元

素組成比が近い高分子をブレンドする場合一

方の高分子が表面にどの程度存在するか決め

るのは困難である．X線吸収端微細構造

（NEXAFS）は分子構造の違いがスペクトル

の違いとして現れることから，ブレンド膜表

面における高分子の組成比を定量的に評価で

きると期待される．昨年度の研究（立S23-08）
では，NEXAFSを用いポリイミド膜表面にお

けるイミド化率の評価を行った．この場合，

ポリイミドとその前駆体のNEXAFSスペクト

ルが大きく異なるため，スペクトル分解によ

りイミド化率を定量的に求めることができた

もので，この方法は高分子ブレンド膜表面に

おける組成の決定に応用可能と考えられる．

本研究では，NEXAFSを用い高分子ブレンド

膜表面における組成の定量評価を試みた． 
 
実験：  試料は，二種類のポリイミドA，

Bについて，ブレンド比を10:90，20:80，40:60，
60:40と4水準変化させたものを用意し，それ

らをITO(Indium Tin Oxide)蒸着ガラス基板

上に製膜し測定に用いた．比較試料として，

ポリイミドAおよびBそれぞれ単独の薄膜試

料を用意した． 
NEXAFS測定は，立命館大学SRセンター

BL-8のNEXAFS測定装置を用いて行った．

C-K吸収端スペクトルは，バイアス電圧150V
の部分電子収量法で測定した． 
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結果、および、考察 ： 図１に試料の

NEXAFSスペクトルを示す．Sample 1 がポリ

イミドA，Sample 6 がポリイミドBで，Sample 
2 ～ Sample 5 は，それぞれ，ブレンド比 10:90，
20:80，40:60，60:40 に対応する．Sample 1（ポ

リイミドA）とSample 6（ポリイミドB）のス

ペクトル形状が大きく異なり，Sample 2 ～ 
Sample 5 のスペクトルがブレンド比に対応し

て変化していることから，ブレンド膜表面に

おける組成の定量評価が可能であると期待さ

れる． 
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表面における組成の定量評価のため，ブレ

ンド膜のスペクトルを， 

BBAA IpIpI +=       (1) 

によりポリイミド A のスペクトル IA とポリ

イミド B のスペクトル IB の合成スペクトル

として表し，薄膜表面における組成比

を求めた．図２に Sample 3 における

フィッティング例を示す．Sample 3 のスペ

クトルが，ポリイミド A 成分 0.48，ポリイミ

ド B 成分 0.52 の合成スペクトルとして表す

ことが可能であることが分かる．Sample 2, 4, 
5 についても同様に良い一致でスペクトルを

分解することができた． 

BA pp :

Fig.1 NEXAFS spectra. 
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 表１に，スペクトル分解により得られたブ

レンド膜表面の組成比を示す．ブレンド膜表

面の組成は，仕込みと比べポリイミド B 成分

が多くなっていることが分かる．ポリイミド

A，B と空気および基板との相互作用が異な

るためこのような組成の変化が起きたと考え

られる． 

Fig.2 Best fitted spectra of sample 3 using 
equation (1). 

このように高分子ブレンド膜においては，

表面における組成が仕込みと異なることが多

いことから，表面における組成の定量評価が

重要である．今回の例で示された通り，

NEXAFSは高分子ブレンド膜表面における組

成の有力な定量評価法として期待される． 
 

 

A B A B
2 90 10 67 3
3 80 20 48 5
4 60 40 25 7
5 40 60 12 8

Total Surface
Sample

3
2
5
8

Table 1 Composition of samples 2 – 5 at 
surface.  


